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光 干 渉 膜 厚 計

シリコンウエハなど透明の薄膜を光の干渉を利用して高精度に測定します。



測定画面（開発中のもの）

＜ 仕 様 ＞

測 定 範 囲 ： １００ｎｍ～２０００ｎｍ

測 定 層 数 ： 単 層

測 定 方 法 ： 可 視 分 光 方

精 度 ： １ｎｍ

誤 差 ： ０.５ｎｍ

使 用 電 源 ： ５Ｖ（ＵＳＢ）

参 考 値 ： ４９４.１４ｎｍ（４９４.１９ｎｍサンプル測定）

８２.２１ｎｍ（ ８２.２４ｎｍサンプル測定）

＜ 内 容 ＞

測 定 ヘ ッ ド １台

測 定 台 １台

分 光 器 １台

分光器～ヘッド間光ファイバー １本

ＵＳＢケーブル １本（１ｍ）

制御ソフト（Windows７以上）

※ 本製品には制御ＰＣは付属していません

＜オ プ シ ョ ン＞

光源（タングステンハロゲン２０Ｗ以上）

光源～ヘッド間光ファイバー（１ｍ）

お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください
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